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Тема дисертації:
1. Вплив активних обробок на процеси формування та властивості омічних та бар'єрних контактів до карбіду
кремнію.

2. Effect of active actions on the formation processes and properties of ohmic and barrier contacts to silicon
carbide.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню процесів на межі поділу метал/карбід кремнію під впливом активних
обробок. Встановлено, що аморфні та квазіаморфні плівки TiBx (ZrBx) у результаті швидкої термічної обробки
(ШТО) до температури 1000 °С не зазнають структурних і фазових перетворень. Структури з бар'єром Шотткі
на їх основі є стійкими до ШТО до температури 1000 °С та до опромінення (-квантами 60Со (до дози 109 Р).
Для формування омічного контакту до SiC були використані, поряд із термічними, також атермічні обробки.
Виявлено, що питомий опір і термічна стійкість контактів, сформованих атермічними обробками, такі самі,
як і при термічному формуванні.

2. The thesis deals with investigation of processes occurring at metal/silicon carbide interface exposed to active
treatments. It is determined that amorphous and quasi-amorphous TiBx (ZrBx) films exposed to rapid thermal
annealing (RTA) up to a temperature of 1000 °C do not exhibit structure and phase transitions. The Schottky



barrier structures on their basis are tolerant to RTA up to a temperature of 1000 °C and to 60Co (-irradiation
(doses up to 109 R). Along with thermal treatments, non-thermal ones were also applied to form ohmic contact to
SiC with contact resistance. It is determined that resistivity and thermal stability of contacts formed with non-
thermal treatments are the same as those obtained at thermal formation.
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